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1. Wykaz osiagnie¢ naukowych, o ktérych mowa w art. 219 ust. 1. pkt. 2 Ustawy.

1.1 Cykl powigzanych tematycznie artykutow naukowych, zgodnie 7 art. 219 ust. 1. pkt 2b
Ustawy.

[1] M. Krysztof, T. Grzebyk, A. Gorecka-Drzazga, J. Dziuban, A concept of fully integrated MEMS-
type electron microscope, Technical Digest of 27th International Vacuum Nanoelectronics Conference
IVNC 2014: July 6-10, 2014, Engelberg, Switzerland, 77-78.

Punktacja: MNiSW = 15
Udzial habilitanta: 40%

Wkiad habilitanta: Opracowanie koncepcji miniaturowego mikroskopu elektronowego. Wykonanie
struktur testowych oraz pomiarow. Analiza wynikow i redakcja publikacji.

[2] M. Krysztof, T. Grzebyk, A. Gorecka-Drzazga, J. Dziuban, Electron beam forming in MEMS-type
electron gun, Technical Digest of 28th International Vacuum Nanoelectronics Conference IVNC 2015:
13-17 July 2015, Guangzhou, China, 194-195.

Punktacja: MNiSW = 15
Udzial habilitanta: 50%

Wkiad habilitanta: Opracowanie koncepcji i konstrukcji mikroskopu elektronowego. Przygotowanie
koncepcji pomiarow. Przygotowanie stanowiska pomiarowego. Wytworzenie struktur testowych.
Przeprowadzenie pomiarow skupiania wiqzki elektronowej w miniaturowej kolumnie elektrono-
optycznej. Habilitant byt pierwszym autorem publikacji.

[3] P. Szyszka, T. Grzebyk, M. Krysztof, A. Gérecka Drzazga, J. Dziuban, Miniature mass spectrometer
integrated on a chip, Technical Digest of 30th International Vacuum Nanoelectronics Conference IVNC
2017: 10-14 July 2017, Regensburg, Niemcy, 186-187.

Punktacja: MNiSW = 15
Udzial habilitanta: 15%

Wktad habilitanta: Wspotudzial w przygotowaniu koncepcji miniaturowego spektrometru mas, m.in.
pomoc w opracowaniu wertykalnego zrodta elektronow.

[4] M. Krysztof, T. Grzebyk, A. Goérecka-Drzazga, K. Adamski, J. Dziuban, Electron optics column for
a new MEMS-type transmission electron microscope, Bulletin of the Polish Academy of Sciences.
Technical Sciences 66 (2018) 133-137.

Punktacja: MNiSW = 25, IF = 1,277
Udzial habilitanta: 40%

Wktad habilitanta: Dominujgcy udzial w opracowaniu koncepcji mikroskopu transmisyjnego MEMS.
Zaprojektowanie kolumny elektrono-optycznej oraz systemu detekcji obrazu. Wykonanie struktur
testowych. Przeprowadzenie pomiarow prgdow emisji oraz skupiania wigzki elektronow. Analiza
wynikow oraz redakcja artykutu. Habilitant byt pierwszym autorem artykutu.

[5] M. Krysztof, T. Grzebyk, P. Szyszka, K. Laszczyk, A. Gorecka-Drzazga, J. Dziuban, Technology
and parameters of thin membrane-anode for MEMS transmission electron microscope, Journal of
Vacuum Science and Technology B, 36 (2018) 02C107.

Punktacja: MNiSW = 25, IF = 1,351
Udzial habilitanta: 60%

Wkitad habilitanta: Opracowanie technologii wykonania cienkich membran z azotku krzemu.
Zaprojektowanie i przeprowadzenie eksperymentow dotyczqcych wytrzymatosci mechanicznej membran
oraz transmisyjnosci elektronow przez membrany. Opracowanie i analiza wynikow. Habilitant byt
pierwszym autorem artykutu.



[6] T. Grzebyk, P. Szyszka, M. Krysztof, A. Goérecka-Drzazga, J. Dziuban, MEMS ion source for ion
mobility spectrometry, Journal of Vacuum Science and Technology B, 37 (2019), nr 2, art. 022201,
s. 1-6.

Punktacja: MNiSW =70, IF = 1,511
Udzial habilitanta: 20%

Wktad habilitanta: Udzial w pracach technologicznych elementow zrodia elektronow MEMS, m.in.
wykonanie membran z azotku krzemu. Udzial w pomiarach efektywnosci jonizacji gazu w atmosferze.
Pomoc w analizie wynikow.

[7] M. Krysztof, T. Grzebyk, A. Gorecka-Drzazga, Preliminary research on imaging in MEMS electron
microscope, Measurement Science & Technology, 31 (2020) nr 3, art. 035401, s. 1-7.

Punktacja: MNiSW =70, IF = 2,046
Udzial habilitanta: 75%

Wkiad habilitanta: Wykonanie symulacji komputerowych i opracowanie wynikéw transmisji i
rozpraszania elektronow w czasie przejscia przez membrang z azotku krzemu. Wykonanie pomiarow i
opracowanie wynikow transmisji i rozpraszania elektronow w czasie przejscia przez membrane z azotku
krzemu. Dominujgcy wklad w opracowaniu mikroskopu elektronowego MEMS. Wykonanie systemu
pomiarowego oraz przeprowadzenie eksperymentu obrazowania drutu miedzianego za pomocq
miniaturowego mikroskopu elektronowego MEMS. Habilitant byf pierwszym autorem publikacji.

[8] K. Laszczyk, M. Krysztof, Electron beam source for the miniaturized electron microscope on-chip,
Vacuum, 189 (2021) art. 110236, s. 1-9.

Punktacja: MNiSW =70, IF = 4,11
Udzial habilitanta: 35%

Wktad habilitanta: Opracowanie miniaturowego mikroskopu elektronowego MEMS. Wspotudziat w
opracowaniu technologii katod polowych. Pomoc w realizacji pomiarow. Pomoc w analizie wynikow.
Korekta tekstu publikacji.

[9] M. Krysztof, Field-emission electron gun for a MEMS electron microscope, Microsystems &
Nanoengineering, vol. 7, nr 1 (2021) art. 43, s. 1-9.

Punktacja: MNiSW = 140, IF = 8,006
Udgzial habilitanta: 100% (publikacja jednoautorska)

Wkiad habilitanta: W artykule przedstawiono technologie i pomiary parametrow uzytkowych katod
polowych wykonanych jako ostrze krzemowe z natozong warstwg nanorurek weglowych. Tak wykonane
katody charakteryzujq si¢ niewielkim polem emisji elektronow oraz niskim napieciem progowym, przy
ktorym nastepuje emisja. Wplywa to na dobre skupienie wigzki na ekranie oraz na duzq Zywotnosc¢ katod.
W ramach prac wykonano demonstrator zrodia elektronow dziatajgcy w powietrzu. Zaobserwowano
Swiecenie luminoforu naniesionego na membrang, wzbudzonego przez elektrony wygenerowane
wewngtrz struktury MEMS.

[10] M. Krysztof, Design of an Einzel lens with square cross-section, Electronics, 10, nr 19 (2021) art.
2338.s. 1-15.

Punktacja: MNiSW = 100, IF = 2,69
Udzial habilitanta: 100% (publikacja jednoautorska)

Wktad habilitanta: W artykule przedstawiono wyniki symulacji  dziatania mikrokolumny
elektronooptycznej, w ktorej otwory przelotowe w elektrodach mialy przekroj kwadratu. Uktad
mikrokolumny wynikal z opracowanej struktury miniaturowego mikroskopu elektronowego MEMS. W
symulacjach sprawdzono wplyw wielkosci otworow w elektrodach na zdolnosé¢ skupiania wiqzki
elektronowej. Zbadano rowniez, w jaki sposob skupiana jest wigzka elektronowa dla katod planarnych
oraz ostrzowych. Analizujgc otrzymane wyniki wyznaczono uzytkowe wymiary mikrokolumny.



[11] M. Krysztof, M. Biatas, P. Szyszka, T. Grzebyk, A. Gorecka-Drzazga, Fabrication and
characterization of a miniaturized octupole deflection system for the MEMS electron microscope,
Ultramicroscopy, vol. 225 (2021) art. 113288, s. 1-8.

Punktacja: MNiSW = 140, IF = 2,994
Udzial habilitanta: 20%

Wktad habilitanta: Wspotudziat w planowaniu i przeprowadzeniu eksperymentow. Analiza wynikow,
redakcja i weryfikacja tekstu publikacji.

[12] M. Krysztof, M. Biatas, T. Grzebyk, A. Gorecka-Drzazga, Atmospheric pressure electron detection
method for MEMS electron microscope, IEEE Electron Device Letters, vol. 43, nr 5 (2022) s. 813 - 815.

Punktacja: MNiSW =140, IF = 4,9
Udzial habilitanta: 50%

Wkitad habilitanta: Przygotowanie koncepcji nowego systemu detekcji elektronow. Wspotudziat w
planowaniu i przeprowadzeniu pomiarow. Analiza wynikow. Redakcja tekstu publikacji. Habilitant byt
pierwszym autorem publikacji.

[13] M. Krysztof, P. Urbanski, T. Grzebyk, M. Hausladen, R. Schreiner, MEMS X-ray source: electron
emitter development, PowerMEMS 2022, Salt Lake City, Utah, USA, 12 - 15 December 2022, (2022)
pp. 248-251.

Udzial habilitanta: 40%

Wktad habilitanta: Udzial w opracowaniu koncepcji miniaturowego zrodia promieniowania
rentgenowskiego. Wykonanie pomiarow emisji elektronow, opracowanie i analiza wynikow. Redakcja
tekstu publikaciji.

[14] P. Urbanski, M. Biatas, M. Krysztof, T. Grzebyk, Mems X-ray source: electron-radiation
conversion, PowerMEMS 2022, Salt Lake City, Utah, USA, 12 - 15 December 2022, (2022) pp. 42-45.

Udzial habilitanta: 20%

Wikitad habilitanta: Udzial w opracowaniu koncepcji miniaturowego Zrodla promieniowania
rentgenowskiego. Wykonanie symulacji rozptywu elektronow w materiatach targetu oraz serii symulacji
emisji promieniowania rentgenowskiego w zaleznosci od energii elektronéw. Weryfikacja tekstu
publikacji.

[15] M. Biatas, T. Grzebyk, M. Krysztof, A. Gorecka-Drzazga, Signal detection and imaging methods
for MEMS electron microscope, Ultramicroscopy, 244 (2023) 113653.

Punktacja: MNiSW =140, IF = 2,2
Udzial habilitanta: 25%

Wkiad habilitanta: Wspotudzial w planowaniu i przeprowadzeniu pomiaréw. Analiza wynikéw. Korekta
tekstu publikacii.

[16] P. Urbanski, M. Biatas, M. Krysztof, T. Grzebyk, Transmission target for a MEMS X-ray source.
Journal of Microelectromechanical Systems, vol. 32, nr 4 (2023) s. 398-404.

Punktacja: MNiSW = 100, IF = 2,7
Udzial habilitanta: 20%

Wkiad habilitanta: Wykonanie symulacji rozpbywu elektronow w materiatach targetu i wyznaczenie
glebokosci wnikania elektronow w materialy w zaleznosci od energii wigzki elektronowej. Wykonanie
serii symulacji emisji promieniowania rentgenowskiego w zaleznosci od energii elektronow. Udzial w
redakcji artykutu. Weryfikacja tekstu publikacji.



[17] M. Krysztof, P. Miera, P. Urbanski, T. Grzebyk, M. Hausladen, R. Schreiner, Integrated silicon
electron source for high vacuum microelectromechanical system devices, Journal of Vacuum Science
and Technology B, 42, (2024) 023001.

Punktacja: MNiSW =70, IF=1,4
Udzial habilitanta: 40%

Wkiad habilitanta: Pomiary krzemowych zrodel elektronéw wykonanych w Niemczech. Koncepcja
zintegrowanego zrodla elektronow. Udzial w pracach technologicznych i pomiarach zintegrowanego
zrédia elektronow. Analiza wynikéw. Redakcja artykutu

[18] M. Krysztof, T. Grzebyk, A. Goérecka-Drzazga, J. Dziuban, Zintegrowany, miniaturowy,
transmisyjny mikroskop elektronowy, Patent Polska nr PAT.225546, Opubl. 9.11.2016.

Udzial habilitanta: 40%

Wkitad habilitanta: Opracowanie koncepcji mikroskopu transmisyjnego MEMS zintegrowanego z
mikropompq prozniowq. Opracowanie sposobu generacji wiqzki elektronowej, jej ogniskowania i
skanowania po powierzchni membrany. Opracowanie sposobu uszczelniania struktury mikroskopu za
pomocg membrany transparentnej dla elektronow. Opracowanie sposobu detekcji sygnatow w
mikroskopie. Wykonanie schematow i rysunkow, oraz redakcja glownej czesci opisu patentowego.

[19] M. Krysztof, W. Kubicki, T. Grzebyk, Miniaturowe urzadzenie do zelowej elektroforezy kapilarnej
z miniaturowg wyrzutnig elektronows, Patent. Polska, nr PL 245205, opubl. 03.06.2024.

Udzial habilitanta: 55%

Wktad habilitanta: Opracowanie miniaturowej wyrzutni elektronow MEMS zintegrowanej z
mikropompq prozniowq. Opracowanie metody generacji wigzki elektronowej w mikrostrukturze.
Opracowanie sposobu integracji wyrzutni z ukladem do zelowej elektroforezy kapilarnej. Wykonanie
schematow i rysunkow, oraz redakcja glownej czesci opisu patentowego.

[20] P. Urbanski, T. Grzebyk, M. Krysztof, D. Nowak, Optimization of the transmission X-ray target
towards obtaining monochromatic radiation, Advanced Optical Materials, art. 2401534 (2024) s. 1-7.

Punktacja: MNiSW = 140, IF = 8,0
Udzial habilitanta: 15%

Wikiad habilitanta: Wspotudzial w opracowaniu koncepcji miniaturowego Zrodla rentgenowskiego
MEMS zintegrowanego z mikropompg prozniowq. Wykonanie symulacji rozptywu elektronow w
materiale. Wykonanie symulacji generacji promieniowania rentgenowskiego. Analiza wynikow.
Redakcja i weryfikacja tekstu publikacji.

2. Wykaz aktywnosci naukowej.

2.1 Wykaz opublikowanych artykutow w czasopismach naukowych (niewymienionych w pkt
1.1).

2.1.1 Po uzyskaniu stopnia doktora.

[1] W. Stowko, L. Jeziorski, M. Krysztof, Trojwymiarowa rekonstrukcja powierzchni w SEM z
zastosowaniem potprzewodnikowego detektora elektronéw wstecznie rozproszonych, Elektronika
(Warszawa). 2011, R. 52, nr 11, s. 53-55. Punktacja: MNiSW =9

[2] W. Stéwko, M. Krysztof, L. Jeziorski, Detekcja elektronéw wtérnych przez przestone dtawiacg w
SEM o zmiennym ci$nieniu, Elektronika (Warszawa). 2011, R. 52, nr 11, s. 55-57. Punktacja: MNiSW
=9



[3] W. Stowko, M. Krysztof, Environmental equipment for classic SEM enabling investigations of
dielectric and wet surfaces, Acta Physica Polonica A. 2011, vol. 120, nr 1, s. 23-25. Punktacja: MNiSW
=13,IF=0,444

[4] M. Krysztof, W. Stéwko, Numerical modelling of the electron backscattering at the variable gas
pressure, Acta Physica Polonica A. 2011, vol. 120, nr 1, s. 19-22. Punktacja: MNiSW =13, IF = 0,444

[5] W. Stowko, M. Krysztof, Secondary electron detector with the unipotential lens structure for
variable pressure/environmental SEM, Solid State Phenomena. 2012, vol. 186, s. 24-27. Punktacja:
MNiSW =10

[6] W. Stéwko, M. Krysztof, System detekcyjny elektronow wtornych i wstecznie rozproszonych do
obrazowania 3D w niskoprozniowej SEM, Elektronika (Warszawa). 2012, R. 53, nr 2, s. 34-36.
Punktacja: MNiSW = 6

[7] M. Krysztof, W. Stowko, Throttling aperture as the gaseous secondary electron detector in the
variable pressure/environmental SEM, Acta Physica Polonica A. 2013, vol. 123, nr 5, s. 880-883.
Punktacja: MNiSW = 15, IF = 0,604

[8] W. Stowko, M. Krysztof, Detector system for three-dimensional imaging in the variable
pressure/environmental SEM, Acta Physica Polonica A. 2013, vol. 123, nr 5, s. 877-879. Punktacja:
MNiSW =15, IF = 0,604

[9] M. Krysztof, T. Grzebyk, A. Goérecka-Drzazga, J. Dziuban, Miniature electron microscope —
concept and technology capabilities, Przeglad Elektrotechniczny 90 (2014) 116-119. Punktacja:
MNiSW =10

[10] W. Stowko, A. Wiatrowski, M. Krysztof, Detection of secondary and backscattered electrons for
3D imaging with multi-detector method in VP/ESEM, Micron. 2018, vol. 104, s. 45-60. Punktacja:
MNiSW =30, IF = 1,53

2.1.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora.

[1] M. Krysztof, W. Stéwko, Modelowanie numeryczne przeptywu elektronéw w warunkach niskiej
prozni, Elektronika (Warszawa). 2007, R. 48, nr 10, s. 43-44. Punktacja: MNiSW =9

[2] M. Krysztof, W. Stowko, Optimisation of secondary electron detector for variable pressure SEM
with Monte Carlo method, Vacuum. 2008, vol. 82, nr 10, s. 1075-1078. Punktacja: MNiSW = 27, IF =
1,114

[3] M. Krysztof, W. Stowko, Modelowanie numeryczne rozptywu elektronow w skaningowym
mikroskopie elektronowym o zmiennym ci$nieniu, Elektronika (Warszawa). 2009, R. 50, nr 9, s. 55-58.
Punktacja: MNiSW =9

[4] W. Stowko, M. Krysztof, Detektor scyntylacyjny elektronow do skaningowego mikroskopu
elektronowego umozliwiajacy obrazowanie ptynnej wody, Elektronika (Warszawa). 2009, R. 50, nr 9,
s. 25-27. Punktacja: MNiSW =9

[5] W. Stéwko, M. Krysztof, Electron detection in the intermediate chamber of the variable pressure
SEM, Journal of Microscopy. 2010, vol. 237, pt. 3, s. 292-298. Punktacja: MNiSW =27, IF =1, 872

2.2 Wykaz osiggnieé projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych.

2.2.1 Po uzyskaniu stopnia doktora.

[1] W. Stowko, M. Krysztof, W. Drzazga, W. Pokrzywnicki, L. Jeziorski, Ilosciowy kontrast
topograficzny w skaningowym mikroskopie elektronowym. Raporty Wydz. Elektron. Mikrosyst. Foton.
PWroc. 2011, Ser. SPR nr 12.



[2] W. Posadowski, A. Wiatrowski, K. Tadaszak, Z. Znamirowski, W. Stéwko, M. Krysztof,
W. Drzazga, Badanie 1 optymalizacja wlasciwosci cienkich warstw  otrzymywanych
niekonwencjonalnymi metodami PVD : IV etap. Raporty Wydz. Elektron. Mikrosyst. Foton. PWroc.
2012, Ser. SPR nr 12.

[3] W. Posadowski, A. Wiatrowski, K. Tadaszak, M. Gruszka, U. Barcicka, K. Poprawska, W. Stéwko,
M. Krysztof, W. Drzazga, Badanie i optymalizacja wlasciwosci cienkich warstw otrzymywanych
niekonwencjonalnymi metodami PVD. V etap. Raporty Wydz. Elektron. Mikrosyst. Foton. PWroc.
2013, Ser. SPR nr 8.

[4] W. Stéwko, M. Krysztof, W. Posadowski, A. Wiatrowski, J. Kudzia, J. Brach, W. Drzazga,
W. Golubinski, L. Jeziorski, K. Kowal, System detekcji elektronéw wtoérnych oraz wstecznie
rozproszonych i tréjwymiarowego obrazowania do skaningowej mikroskopii elektronowej o zmiennym
cisnieniu (VP/E SEM). Raporty Wydz. Elektron. Mikrosyst. Foton. PWroc. 2013, Ser. SPR nr 12.

[5] M. Krysztof, A. Gorecka-Drzazga, J. Dziuban, T. Grzebyk, Wytwarzanie i skupianie wigzki
elektronowej w mikrosystemie do zastosowania w transmisyjnym mikroskopie elektronowym typu
MEMS. Raporty Wydzialu Elektroniki Mikrosysteméw i Fotoniki Politechniki Wroctawskiej. 2016,
Ser. PRE nr 20.

2.2.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora.

[1] W. Stowko, W. Drzazga, M. Krysztof, Detekcja sygnatdéw w skaningowym mikroskopie
elektronowym w warunkach niskiej prézni. Etap 2. Raporty Wydz. Elektron. Mikrosyst. Foton. PWroc.
2007, Ser. SPR nr 5.

[2] W. Stowko, J. Paluszynski, M. Krysztof, H. Prasot, W. Drzazga, Niestandardowe techniki detekcji
i obrazowania w skaningowej mikroskopii elektronowej. Raporty Wydz. Elektron. Mikrosyst. Foton.
PWroc. 2007, Ser. SPR nr 10.

[3] W. Stowko, W. Drzazga, M. Krysztof, Detekcja sygnaléow w skaningowym mikroskopie
elektronowym w warunkach niskiej prozni. Etap 3. Raporty Wydz. Elektron. Mikrosyst. Foton. PWroc.
2008, Ser. SPR nr 4.

[4] W. Stowko, M. Krysztof, W. Drzazga, Badanie mechanizmow dziatania i optymalizacja detektora
elektronow do SEM, wykorzystujacego efekty jonizacji gazu. Raporty Wydz. Elektron. Mikrosyst.
Foton. PWroc. 2009, Ser. SPR nr 13.

[5] W. Stowko, M. Krysztof, W. Drzazga, Badanie mechanizmow dziatania i optymalizacja detektora
elektronow do SEM, wykorzystujacego efekty jonizacji gazu. Etap II. Raporty Wydz. Elektron.
Mikrosyst. Foton. PWroc. 2010, Ser. SPR nr 30.

2.3 Wykaz publikacji w materiatach konferencyjnych (niewymienionych w pkt 1.1).

2.3.1 Po uzyskaniu stopnia doktora.

[1] W. Stowko, L. Jeziorski, M. Krysztof, Three dimensional surface reconstruction with application
of the semiconductor backscattered electron detector destined for VP SEM, Microscopy Conference,
MC 2011, Kiel, Germany, 28 August - 02 September 2011, Vol. 1, Instrumentation and methods (2011).

[2] W. Stowko, M. Krysztof, L. Jeziorski, Scintillation detector system for investigations of wet samples
in SEM, Microscopy Conference, MC 2011, Kiel, Germany, 28 August - 02 September 2011, Vol. 1,
Instrumentation and methods (2011).



[3] W. Stowko, M. Krysztof, Three dimensional imaging with combined electron detector in the
Variable Pressure / Environmental SEM, Microscopy Conference, MC 2013, Regensburg, Germany,
25-30 August 2013, Vol. 1, Instrumentation and methods (2013) s. 144-145.

[4] W. Stowko, M. Krysztof, Multi-detector system for 3D imaging in the variable pressure and
environmental conditions, Microscopy Conference, MC 2013, Regensburg, Germany, 25-30 August
2013, Vol. 1, Instrumentation and methods (2013) s. 142-143.

[5] W. Stowko, M. Krysztof, Signal detection and processing system for three-dimensional imaging of
nonconductive surfaces in SEM, Electron Technology Conference 2013, 16-20 April 2013, Ryn, Poland
SPIE, cop. 2013. art. 890229, s. 1-5. Punktacja: MNiSW = 15.

[6] M. Krysztof, J. Dziuban, A. Gorecka-Drzazga, T. Grzebyk, MEMS-type microchips for biological
samples investigation in electron microscopy, Microscopy Conference, MC 2015, Géttingen, Germany,
6-11 September 2015 (2015) s. 342-344.

[7] J. Dziuban, A. Gorecka-Drzazga, M. Krysztof, T. Grzebyk, Integrated transmission electron
microscope on-chip, COE 2016, 14th International Conference on Optical and Electronics Sensors,
Gdansk, 19-22 June 2016 (2016) s. 24-24.

[8] M. Krysztof, T. Grzebyk, P. Szyszka, K. Laszczyk, A. Gorecka Drzazga, J. Dziuban, Technology
and properties of thin membrane-anode for MEMS transmission electron microscope, Technical Digest
of 30th International Vacuum Nanoelectronics Conference IVNC 2017: 10-14 July 2017, Regensburg,
Niemcy, 190-191. Punktacja: MNiSW = 15.

[9] T. Grzebyk, P. Szyszka, M. Krysztof, A. Gorecka Drzazga, J. Dziuban, Influence of a magnetic
field on trajectories of electrons in MEMS transmission electron microscope, Technical Digest of 30th
International Vacuum Nanoelectronics Conference IVNC 2017: 10-14 July 2017, Regensburg,
Germany, 188-189. Punktacja: MNiSW = 15.

[10] M. Krysztof, T. Grzebyk, A. Gorecka-Drzazga, J. Dziuban, Transmission electron microscope on-
the-chip - a reality or mystification?, Baltic URSI Symposium supported by National Committees of the
Baltic Countries, Poznan, 14-17 May 2018, Poland (2018) s. 252-253.

[11] M. Krysztof, T. Grzebyk, P. Szyszka, K. Laszczyk, A. Gorecka-Drzazga, J. Dziuban, Electron
transparent anode for MEMS transmission electron microscope, IEEE Proceedings of the XV
International Scientific Conference on Optoelectronic and Electronic Sensors (COE) 2018, 18-
20.06.2018 Warsaw, Poland. Punktacja: MNiSW = 15.

[12] K. Laszczyk, M. Krysztof, T. Grzebyk, P. Szyszka, A. Gorecka-Drzazga, J. Dziuban, From a
microtip to a planar cathode - an electron source with a simplified technology, IEEE Proceedings of the
XV International Scientific Conference on Optoelectronic and Electronic Sensors (COE) 2018, 18-
20.06.2018 Warsaw, Poland. Punktacja: MNiSW = 15.

[13] M. Krysztof, T. Grzebyk, A. Gorecka-Drzazga, J. Dziuban, Preliminary imaging in miniature
MEMS electron microscope, Technical Digest of 31th International Vacuum Nanoelectronics
Conference IVNC 2018: 9-13 July 2018, Kyoto, Japan, 228-229. Punktacja: MNiSW = 15.

[14] T. Grzebyk, P. Szyszka, M. Krysztof, A. Gorecka-Drzazga, J. Dziuban, MEMS ion source for ion
mobility spectrometry, Technical Digest of 31th International Vacuum Nanoelectronics Conference
IVNC 2018: 9-13 July 2018, Kyoto, Japan, 74-75. Punktacja: MNiSW = 15.

[15] K. Laszczyk, M. Krysztof, J. Dziuban, A. Gérecka-Drzazga, The stable and long lifetime planar
field emission cathode made of a CNT ink, Technical Digest of 31th International Vacuum
Nanoelectronics Conference IVNC 2018: 9-13 July 2018, Kyoto, Japan, 178-179. Punktacja: MNiSW
=15.



[16] M. Biatas, M. Krysztof, P. Szyszka, A. Gorecka-Drzazga, Steering of electron beam in MEMS
electron microscope, 89th IUVSTA Workshop: Biological and soft matter sample preparation for high
resolution imaging by high vacuum techniques, 19 - 24 May 2019, Zakopane, Poland, (2019) s. 45-45.

[17] M. Krysztof, M. Biatas, A Gorecka-Drzazga, Imaging of samples through the thin silicon nitride
membrane using low energy electron beam, 89th IUVSTA Workshop: Biological and soft matter sample
preparation for high resolution imaging by high vacuum techniques, 19 - 24 May 2019, Zakopane,
Poland, (2019) s. 76-76.

[18] M. Krysztof, M. Biatas, A. Gorecka-Drzazga, Microfluidic device for biological samples imaging
with use of a miniature MEMS transmission electron microscope, The 23rd International Conference on
Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (UTAS 2019), 27-31 October 2019, Basel,
Switzerland, (2019) s. 130-131.

[19] M. Krysztof, M. Biatas, A. Gorecka-Drzazga, Design and testing of an Einzel lens for MEMS
transmission electron microscope, 13th Conference ,,Electron Technology” ELTE; 43rd International
Microelectronics and Packaging IMAPS Poland Conference, 4-6 September 2019, Wroctaw, Poland,
(2019) s. 1-2.

[20] K. Laszczyk, M. Krysztof, A. Herman, A. Gorecka-Drzazga, Field emission CNT electron source
in a triode configuration for the purpose of the MEMS transmission electron microscope, 13th
Conference ,,Electron Technology” ELTE; 43rd International Microelectronics and Packaging IMAPS
Poland Conference, 4-6 September 2019, Wroctaw, Poland, (2019) s. 1-2.

[21] M. Krysztof, P. Miera, P. Urbanski, T. Grzebyk, Integrated silicon electron source for High
Vacuum MEMS devices. Technical Digest of 36th International Vacuum Nanoelectronics Conference,
IVNC 2023: 10-13 July 2023, Cambridge MA, USA, 210-212.

[22] M. Krysztof, M. Biatas, T. Grzebyk, Imaging using MEMS electron microscope, Technical Digest
of 36th International Vacuum Nanoelectronics Conference, IVNC 2023: 10-13 July 2023, Cambridge
MA, USA, 32-34.

[23] P. Urbanski, M. Krysztof, P. Szyszka, T. Grzebyk, World's first x-ray source made entirely in
MEMS technology. 17th International Conference on Optical and Electronic Sensors, COE 2024, 24-
26 June 2024, Wroctaw, Poland (2024).

[24] P. Urbanski, M. Krysztof, P. Szyszka, T. Grzebyk, A fully chip-scale integrated X-ray source, 37th
International Vacuum Nanoelectronics Conference (IVNC), Brno, Czech Republic, 15-19 July 2024,
(2024).

[25] T. Grzebyk, P. Szyszka, M. Krysztof, P. Urbanski, M. Biatas, P. Knapkiewicz, J. Dziuban, MEMS-
based vacuum analytical instruments for space exploration, 37th International Vacuum Nanoelectronics
Conference (IVNC), Brno, Czech Republic, 15-19 July 2024, (2024).

[26] M. Krysztof, P. Szyszka, P. Urbanski, T. Grzebyk, High performance paper-CNT field emitters,
37th International Vacuum Nanoelectronics Conference (IVNC), Brno, Czech Republic, 15-19 July
2024, (2024).

2.3.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora.

[1] W. Stéwko, M. Krysztof, Scintillator secondary electron detector for Variable Pressure and
Environmental SEM, Microscopy Conference, MC 2009, Graz, Austria, 30 August - 4 September 2009,
Vol. 1, Instrumentation and methodology (2009) s. 223-224.

[2] W. Stowko, M. Krysztof, Equipment for a classic SEM enabling environmental techniques,

Microscopy Conference, MC 2009, Graz, Austria, 30 August - 4 September 2009, Vol. 1,
Instrumentation and methodology (2009) s. 227-228.
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2.4 Wykaz wystgpien na krajowych lub miedzynarodowych konferencjach naukowych, z
wyszczegolnieniem przedstawionych wykladow na zaproszenie i wykladow plenarnych.

2.4.1 Po uzyskaniu stopnia doktora.

1. International Vacuum Nanoelectronics Conference:

O

Brno, Czechy 2024:

— M. Krysztof, P. Szyszka, P. Urbanski, T. Grzebyk, High performance paper-CNT field
emitters, 37th International Vacuum Nanoelectronics Conference — prezentacja posterowa

Cambridge, USA 2023:

— M. Krysztof, P. Miera, P. Urbanski, T. Grzebyk, Integrated silicon electron source for High
Vacuum MEMS devices — prezentacja ustna

— M. Krysztof, M. Biatas, T. Grzebyk, Imaging using MEMS electron microscope — prezentacja
ustna

Kyoto, Japonia 2018:

— M. Krysztof, T. Grzebyk, A. Gorecka-Drzazga, J. Dziuban, Preliminary imaging in miniature
MEMS electron microscope — prezentacja posterowa

Regensburg, Niemcy 2017:

— M. Krysztof, T. Grzebyk, P. Szyszka, K. Laszczyk, A. Goérecka Drzazga, J. Dziuban,
Technology and properties of thin membrane-anode for MEMS transmission electron
microscope — prezentacja posterowa (nagroda ,,Best Poster Award”)

Guangzhou, Chiny 2015:

— M. Krysztof, T. Grzebyk, A. Gorecka-Drzazga, J. Dziuban, Electron beam forming in
MEMS-type electron gun — prezentacja posterowa (nagroda ,,Best Poster Award”)
Engelberg, Szwajcaria 2014:

— M. Krysztof, T. Grzebyk, A. Goérecka-Drzazga, J. Dziuban, A concept of fully integrated
MEMS-type electron microscope — prezentacja posterowa

2. International Conference on Micro and Nanotechnology for Power Generation and Energy
Conversion Applications PowerMEMS:

O

Salt Lake City, USA 2022:

— M. Krysztof, P. Urbanski, T. Grzebyk, M. Hausladen, R. Schreiner, MEMS X-ray source:
electron emitter development — prezentacja posterowa

3. VDE ITG International Vacuum Electronics Workshop:

O

Bad Honnef, Niemcy 2024:

— M. Krysztof, T. Grzebyk, M. Biatas, P. Urbanski, P. Szyszka, J. Sobkow, J. Jendryka, M.
Zychla, Vacuum-sealed electron beam microcolumn for high vacuum MEMS devices —
prezentacja ustna

4. Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (WTAS 2023):

O

Bazylea, Szwajcaria 2019:

— M. Krysztof, M. Biatas, A. Gorecka-Drzazga, Microfluidic device for biological samples
imaging with use of a miniature MEMS transmission electron microscope — prezentacja ustna
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5. Microscopy Conference:

O

Getynga, Niemcy 2015:

— M. Krysztof, J. Dziuban, A. Gorecka-Drzazga, T. Grzebyk, MEMS-type microchips for
biological samples investigation in electron microscopy — prezentacja ustna

Ratyzbona, Niemcy 2013:

— W. Stowko, M. Krysztof, Three dimensional imaging with combined electron detector in the
Variable Pressure / Environmental SEM — prezentacja posterowa

—W. Stéwko, M. Krysztof, Multi-detector system for 3D imaging in the variable pressure and
environmental conditions — prezentacja posterowa

Kilonia, Niemcy 2011:

— W. Stéwko, L. Jeziorski, M. Krysztof, Three dimensional surface reconstruction with
application of the semiconductor backscattered electron detector destined for VP SEM —
prezentacja posterowa

—W. Stowko, M. Krysztof, L. Jeziorski, Scintillation detector system for investigations of wet
samples in SEM — prezentacja posterowa

6. International Conference on Optical and Electronic Sensors COE:

©)

Wroclaw, Polska 2024

— M. Krysztof, M. Biatas, K. Laszczyk, P. Szyszka, T. Grzebyk, J. Dziuban, A. Goérecka-
Drzazga, Research in development of vacuum electron beam devices — prezentacja ustna

Krakow, Polska 2020 (konferencja online odbyta sie w 2021 r):

— M. Krysztof, M. Biatas, P. Szyszka, T. Grzebyk, K. Laszczyk, J. Dziuban, A. Goérecka-
Drzazga, MEMS transmission electron microscope — prezentacja referatu zaproszonego

Warszawa, Polska 2018:

— M. Krysztof, T. Grzebyk, P. Szyszka, K. Laszczyk, A. Gérecka-Drzazga, J. Dziuban, Electron
transparent anode for MEMS transmission electron microscope — prezentacja posterowa

Gdansk, Polska 2016:

—J. Dziuban, A. Gorecka-Drzazga, M. Krysztof, T. Grzebyk, Integrated transmission electron
microscope on-chip — prezentacja ustna

L.6dz, Polska 2014:

— M. Krysztof, T. Grzebyk, A. Gorecka-Drzazga, J. Dziuban, Miniature electron microscope —
concept and technology capabilities — prezentacja ustna

7. Microwave and Radar Week MICON/URSI 2018:

O

Poznan, Polska 2018:

— M. Krysztof, T. Grzebyk, A. Gorecka-Drzazga, J. Dziuban, Transmission electron
microscope on-the-chip - a reality or mystification? — prezentacja ustna

8. Technologia Elektronowa ELTE :

O

Wroctaw, Polska 2019:

— M. Krysztof, M. Biatas, A. Gérecka-Drzazga, Design and testing of an Einzel lens for MEMS
transmission electron microscope — prezentacja ustna

Wista, Polska 2016:
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— M. Krysztof, A. Gorecka-Drzazga, J. Dziuban, T. Grzebyk, Wytwarzanie i skupianie wigzki
elektronowej w mikrosystemie do zastosowania w transmisyjnym mikroskopie elektronowym
typu MEMS - prezentacja ustna

o Ryn, Polska 2013:
— W. Stowko, M. Krysztof, Signal detection and processing system for three-dimensional
imaging of nonconductive surfaces in SEM — prezentacja plakatowa
9. Konferencja Techniki Prézni KTP:
o Warszawa, Polska 2024:

— M. Krysztof, M. Biatas, K. Laszczyk, P. Szyszka, T. Grzebyk, J. Dziuban, A. Gorecka-
Drzazga, Badania nad rozwojem wysokoprozniowych MEMS-6w elektronowiagzkowych —
prezentacja ustna

o Cedzyna, Polska 2017:
— M. Krysztof, T. Grzebyk, P. Szyszka, K. Laszczyk, A. Gorecka-Drzazga, J. Dziuban,
Miniaturowy mikroskop elektronowy — prezentacja ustna
10. 89th IUVSTA Workshop: Biological and soft matter sample preparation for high resolution
imaging by high vacuum techniques:
o Zakopane, Polska 2019:
— M. Krysztof, M. Biatas, A Gorecka-Drzazga, Imaging of samples through the thin silicon
nitride membrane using low energy electron beam — prezentacja ustna
11. Seminarium - Sensory i analizatory bio-MEMS:
o Karpacz, Polska 2016:
— M. Kirysztof, J. Dziuban, T. Grzebyk, A. Gorecka-Drzazga, Miniaturowy mikroskop
elektronowy z celg przeptywowa do badan biologicznych — prezentacja ustna
12. Seminarium - Mikrosystemy biologiczne i medyczne typu lab-chip:
o Szklarska Poreba, Polska 2015:
— M. Krysztof, J. Dziuban, A. Gorecka-Drzazga, T. Grzebyk, Mozliwosci rozwoju mikroskopii
elektronowej z zastosowaniem mikrosystemow — prezentacja ustna
13. Electron Microscopy Conference:
o Wista, Polska 2011:
—W. Stéwko, M. Krysztof, Secondary electron detector with the unipotential lens structure for
Variable Pressure / Environmental SEM — prezentacja ustna
14. lon Implantation and Other Applications of lons and Electrons (ION):
o Kazimierz Dolny, Polska 2012:

— M. Krysztof, W. Stéwko, Throttling aperture as the secondary electron detector in the
Variable Pressure /Environmental SEM — prezentacja ustna

— W. Stowko, M. Krysztof, Detector system for three dimensional imaging in the Variable
Pressure / Environmental SEM — prezentacja posterowa

15. Techniki Jonowe:
o Szklarska Poreba, Polska 2011:

13



— W. Stoéwko, M. Krysztof, L. Jeziorski, Optimisation of secondary electron detector for
variable pressure SEM with Monte Carlo method — prezentacja posterowa

2.4.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora.

1. lon Implantation and Other Applications of lons and Electrons (ION):
o Kazimierz Dolny, Polska 2010:

— M. Krysztof, W. Stéwko, Numerical modelling of the electron backscattering at the variable
gas pressure — prezentacja posterowa

2. Microscopy Conference:

o Graz, Austria 2009:

—W. Slowko, M. Krysztof, Equipment for a classic SEM enabling environmental techniques —
prezentacja posterowa

— W. Slowko, M. Krysztof, Scintillator secondary electron detector for Variable Pressure and
Environmental SEM — prezentacja posterowa
3. Techniki Jonowe:
o Szklarska Porgba, Polska 2009:

— W. Stéwko, M. Krysztof, Detektor scyntylacyjny elektronéw do skaningowego mikroskopu
elektronowego umozliwiajacy obrazowanie ptynnej wody — prezentacja posterowa

— M. Krysztof, W. Stowko, Modelowanie numeryczne rozptywu elektronéw w mikroskopie
elektronowym o zmiennym ci$nieniu — prezentacja posterowa

o Szklarska Poreba, Polska 2007:
— M. Krysztof, W. Stowko, Modelowanie numeryczne przeptywu elektronow w warunkach
niskiej prozni — prezentacja posterowa
4. Electron Microscopy Conference:
o Zakopane, Polska 2008:
— M. Krysztof, W. Stowko, Numerical modelling of electron flow in the Variable Pressure SEM
— prezentacja posterowa
5. Technologia Elektronowa ELTE:
o Krakow, Polska 2007:

— M. Krysztof, W. Stowko, Optimisation of secondary electron detector for variable pressure
SEM with Monte Carlo method — prezentacja posterowa

2.5 Wykaz udzialu w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub
miedzynarodowych, 7 podaniem pelnionej funkcji.

2.5.1 Po uzyskaniu stopnia doktora.

e Czlonek komitetu naukowego migdzynarodowej konferencji: 37th International Vacuum
Nanoelectronics Conference, 15-19 lipca 2024, Brno, Czechy.
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e C(Czlonek komitetu naukowego konferencji Optoelectronics and Microsystems 2017
International Students and Young Scientists Workshop, 8-10 wrzeénia 2017, Szklarska Porgba,
Polska

e Przewodniczacy sesji naukowej na IX Konferencji Naukowej Studentow, 7-9 pazdziernika
2011, Bedlewo, Polska

e (Czlonek personelu obstugi technicznej w trakcie 13. konferencji ELTE i 43. konferencji
IMAPS, 4-6 wrze$nia 2019, Wroctaw, Polska

e Czlonek personelu obstugi technicznej w trakcie 10. konferencji ELTE i 34. Konferencji
IMAPS-CPMT, 22-25 wrzesnia 2010, Wroctaw, Polska

2.6 Wykaz uczestnictwa w pracach zespotow badawczych realizujgcych projekty
finansowane w drodze konkursow krajowych lub zagranicznych.

2022 - ... Projekt OPUS-21 NCN 2021: Punktowe Zrodto promieniowania rentgenowskiego
MEMS, wykonawca

2018 - 2020 Projekt NCBIR w ramach czwartego polsko-singapurskiego konkursu na wspdlne
projekty badawcze: Chip-scale MEMS micro-spectrometer for monitoring harsh
industrial gases, wykonawca

2017 - 2020 Projekt OPUS-11 NCN 2017: Miniaturowy transmisyjny mikroskop elektronowy
typu MEMS, gléwny wykonawca, wspétautor wniosku

2014 - 2017 Projekt OPUS-5 NCN 2013/09/B/ST7/01602: Wytwarzanie wysokiej prozni
w mikro- i nanosystemach, wykonawca

2.7 Wykaz czionkostwa w miedzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach
naukowych.

2.7.1 Po uzyskaniu stopnia doktora.

- Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej — czlonek towarzystwa
- American Vacuum Society — czlonek stowarzyszenia
- Koto naukowe M3 — Mikroinzynierii, Mikroelektroniki i Mikrosysteméw — opiekun kota

2.7.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora.

- Rada doktorantéw Politechniki Wroctawskiej — cztonek rady
- Koto naukowe SPENT — czlonek kola naukowego

2.8 Wykaz stazy w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, z podaniem miejsca,
terminu, czasu trwania staZu i jego charakteru.

2.8.1 Po uzyskaniu stopnia doktora.

1. OTH Regensburg, Niemcy (17-24 wrzesnia 2023), pobyt dydaktyczno-badawczy, wygloszenie
referatu dla uczestnikow pierwszej bawarsko-czesko-polskiej szkoty letniej, pt. ,, MEMS high vacuum
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micropumps and where to use them”, udziat w pracach technologicznych i pomiarowych emiterow

krzemowych.

2. OTH Regensburg, Niemcy (29.04-05.05.2023), pobyt naukowo-dydaktyczny, wygloszenie wyktadu
zaproszonego pt. “Vacuum generation in MEMS and High vacuum MEMS devices for the realization
of miniaturized electron microscopes, X-ray guns and mass spectrometers.” w ramach cyklu wyktadow
dla studentow i doktorantow OTH w Regensburgu, udziat w pracach technologicznych i pomiarowych
emiterow krzemowych.

3. IS1 Brno, Czechy (19-20.10.2022), wizyta naukowa, udziat w spotkaniu brokerskim w Brnie, Czechy,
na ktorym dyskutowano mozliwo$¢ wspdlnego projektu Europejskiego w konsorcjum sktadajacym sig
z Politechniki Wroctawskiej, ISI Brno, OTH Regensburg, KETEK GmbH, TESCAN Brno s.r.o.,
NenoVision s.r.o, wygtoszenie referatu pt. ,,MEMS transmission electron microscope”.

4. MIT, Cambridge, USA (11.07.2023) wizyta dydaktyczno-naukowa w laboratorium Prof. Frances M.
Ross, wygloszenie referatu pt. ,,Imaging using MEMS electron microscope”.

2.9 Wykaz recenzowanych prac naukowych lub artystycznych, w szczegdlnosci
publikowanych w czasopismach miedzynarodowych.

Bytem recenzentem 12 artykuléw w renomowanych czasopismach naukowych:
e Applied Sciences, MDPI

Microelectronic Engineering, Elsevier

Journal of Micromechanics and Microengineering, IOP Science
Micromachines, MDPI

Strain, Wiley

Molecules, MDPI

Sensors & Actuators: B. Chemical, Elsevier

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

2.10 Wykaz udziatu w zespotach badawczych, realizujgcych projekty inne niz okreslone w

pkt. 2.6.

2.10.1 Po uzyskaniu stopnia doktora.

2016 - 2017

2015 - 2016

2014 - 2015

Grant Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyzszego dla mtodych pracownikoéw
nauki (PWr, W12, 0402/0187/16 Z12/Z7): Komora obserwacyjna MEMS
umozliwiajgca obrazowanie preparatdéw biologicznych w  mikroskopie
elektronowym, kierownik projektu

Grant Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyzszego dla mtodych pracownikéw
nauki (PWr, W12, B50113 Z12/Z7): Badania wlasciwosci wiazki elektronowe;j
generowanej w mikroskali, kierownik projektu

Grant Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyzszego dla mtodych pracownikow
nauki (PWr, W12, B40112 712/Z7): Skaningowa mikroskopia elektronowa o
zmiennym ci$nieniu w biologii i medycynie, Kierownik projektu

2.7.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora.
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2009 - 2009

Grant wewngetrzny promotorski, Politechnika Wroctawska, ,.Detekcja sygnatu

elektronow wtornych w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie
niskiej prozni”, 2009, kierownik projektu

3. Wspolpraca z otoczeniem spolecznym i gospodarczym.

3.1 Wykaz uzyskanych praw wiasnosci przemystowej, w tym uzyskanych patentow

krajowych lub miedzynarodowych.

1. M. Krysztof, T. Grzebyk, A. Gorecka-Drzazga, J. Dziuban, Zintegrowany, miniaturowy,
transmisyjny mikroskop elektronowy, Patent Polska nr PAT.225546, Opubl. 9.11.2016.

2. M. Krysztof, W. Kubicki, T. Grzebyk, Miniaturowe urzgdzenie do zelowej elektroforezy kapilarnej
z miniaturowg wyrzutnig elektronows, Patent. Polska, nr PL 245205, opubl. 03.06.2024.

4. Dane naukometryczne.

4.1 Podsumowanie catosci dorobku publikacyjnego zarejestrowanego w serwisie DONA

PWr.

Wyszczegolnione Przed doktoratem | Po doktoracie Razem

Legenda

Rodzaj publikacji A W X A W X A W |

Artykuly Krajowe - 3 3 - 4 4 - 7 7
Miedzynarodowe | - 2 2 2 17 19 2 19 21
wtym IF - 2 2 2 16 18 2 18 20

Prace Krajowe - - - - 3 3 - 3 3

konferencyjne I~y dzvnarodowe | - 2 |2 |- 28 |28 |- |30 |30

Razem - 7 7 2 52 54 |2 59 61

Udzial w konferencjach naukowych

Polskie 3 8 11

Miedzynarodowe 3 21 24

w tym zagraniczne 1 14 15

Udzial w projektach badawczych

NCN/NCBIR 0 4 4

MNiSW 0 3 3

Pozostala dzialalno$¢ naukowo-badawcza

Recenzje artykuléw 0 12 12
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W ponizszej tabeli przedstawiam zestawienie zbiorcze moich publikacji, ktore ukazaly si¢ w
czasopismach miedzynarodowych i krajowych punktowanych przez MNiSW.

. Liczba . Liczba
Czasopismo publikacji Impact factor Punkty MNiSW punktéw
Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora
Elektronika 3 - 9 27
Vacuum 1 1,114 27 27
Journal of Microscopy 1 1,872 27 27
Razem 5 2,986 81
Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
Elektronika 3 - Rok 2011: 9 prac: 2 | 24
Rok 2012: 6 prac: 1

Przeglad 1 - 10 10
Elektrotechniczny
Solid State Phenomena 1 - 10 10
Acta Physica Polonica A | 4 Rok 2013: 0,604 prac: | Rok 2013: 15 prac: 2 | 56

2 Rok 2011: 13 prac: 2

Rok 2011: 0,444 prac:

2
Journal of 1 2,5 100 100
Microelectromechanical
Systems
Electronics 1 2,69 100 100
IEEE Electron Device 1 49 140 140
Letters
Measurement Science & | 1 2,046 70 70
Technology
Micron 1 1,53 30 30
Journal of Vacuum 3 Rok 2024: 1,5prac: 1 | Rok 2024: 70 prac: 1 | 165
;C'ence and Technology Rok 2019: 1,511 prac: | Rok 2019: 70 prac: 1

1

Rok 2018: 1,351 prac: | Rok 2018: 25 prac: 1

1
Vacuum 1 411 70 70
Bulletin of the Polish 1 1,277 25 25
Academy of Sciences.
Technical Sciences
Microsystems & 1 8,006 140 140
Nanoengineering
Ultramicroscopy 2 Rok 2023: 2,1 prac: 1 | 140 280
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Rok 2021: 2,994 prac:

1
Advanced Optical 1 8,0 140 140
Materials
Razem 23 46,611 1360
Lacznie 28 49,597 1441

4.2 Informacja o liczbie cytowan publikacji wnioskodawcy, z oddzielnym uwzglednieniem

autocytowan.

4.2.1 Baza Web of Science.

Stan na dzien 27.09.2024

Liczba indeksowanych prac

Liczba cytowan
(bez autocytowan)

Prace opublikowane po 32 102 (52)
uzyskaniu stopnia doktora
Prace opublikowane przed 2 6 (2)
uzyskaniem stopnia doktora
Sumarycznie 34 108 (54)

4.2.1 Baza Scopus.

Stan na dzien 27.09.2024

Liczba indeksowanych prac

Liczba cytowan
(bez autocytowan)

Prace opublikowane po 39 141 (69)
uzyskaniu stopnia doktora
Prace opublikowane przed 2 6 (3)
uzyskaniem stopnia doktora
Sumarycznie 41 147 (72)

4.3 Informacja o posiadanym indeksie Hirscha.

Baza Wskaznik h
Web of Science 6
Scopus 7

*‘ﬁﬁ ........

(podpis wnioskod
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